Servicio de Diseno de Mascaras Litografia

Servicio Cientifico-Tecnoldgico del ISOM enmarcado en el area de investigacion de técnicas de procesado

Informacién de contacto
Direccion: ISOM, Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Telecomunicacién. Edificio Lépez Araujo, Avenida Complu
Teléfono: 910672593

Pagina web: isom.upm.es
Correo electronico: manu.abuin@upm.es

- Disponible

Tipo de oferta tecnoldgica

Servicios cientifico - Tecnoldgicos

Areas de investigacion e innovacién

e Ciencia para la ingenieria y la arquitectura


https://www.upm.es/recursosidi/offers-resources/servicios-cientifico-tecnologico/servicios-servicios-cientifico-tecnologico/servicio-de-diseno-de-mascaras-litografia/
http://www.isom.upm.es/inicio/
https://www.upm.es/recursosidi/ofertas-recursos/servicios-cientifico-tecnologico/servicios-servicios-cientifico-tecnologico/
https://www.upm.es/recursosidi/areas-investigacion-innovacion/ciencia-para-ingenieria-y-arquitectura/

o Industria, materiales y economia circular
e Tecnologias digitales, Inteligencia Artificial, ciberseguridad, 5G, robética

OoDS

INDUSTRIA,
INNOVACION E

INFRAESTRUCTURA

Disponible desde: 2015

éDénde?
Grupo de Dispositivos Semiconductores del ISOM Instituto Universitario de Sistemas Optoelectrdnicos y Microtecnologia (ISOM)

Palabras clave: | Disefio de patrones | litografia | Mascara litogréfica | técnicas de procesado

Disefo de mascaras litograficas

Sistema CAD para disefiar cualquier tipo de mascara para litografia 6ptica. Este disefio se transfiere sobre un vidreo cubierto con cobre
mediante litografia por haz de electrones.

Descripcion de los servicios que se ofrecen
-Fabricacién de todo tipo de mascara de litografia dptica con los motivos seleccionados por el cliente.

-Formacién en el disefio CAD de mdscaras para equipos de litografia éptica.

Necesidades demandadas y aplicaciones

Este sistema de prototipado permite realizar en pocas horas una mascara de litografia éptica con alta resoluciéon y adaptada a las
necesidades del cliente

Sector o area de aplicacion

Electrdnica, nanotecnologia, dptica y optoelectrdnica

Competencias diferenciales

El equipo de litografia por haz de electrones del ISOM, permite realizar motivos de muy pocos nanometros que posteriormente se
transfieren a las mascaras de litografia dptica. La resolucién que se obtienen mediante este método de fabricacién es muy superior a
los sistemas de litografia laser.

Referencias previas de prestacion



https://www.upm.es/recursosidi/areas-investigacion-innovacion/industria-materiales-economia_circular/
https://www.upm.es/recursosidi/areas-investigacion-innovacion/tecnologias_digitales-ai-ciberseguridad-5g-robotica/
https://www.upm.es/recursosidi/ods/industria-innovacion-e-infraestructura/
https://www.upm.es/recursosidi/map/grupo-de-dispositivos-semiconductores-del-isom/
https://www.upm.es/recursosidi/map/instituto-universitario-de-sistemas-optoelectronicos-y-microtecnologia-isom/
https://www.upm.es/recursosidi/keywords/diseno-de-patrones/
https://www.upm.es/recursosidi/keywords/litografia/
https://www.upm.es/recursosidi/keywords/mascara-litografica/
https://www.upm.es/recursosidi/keywords/tecnicas-de-procesado/

Ddnde se ubica

ISOM. E.T.S.l.Telecomunicaciones

Solicitud del servicio

Protocolo de Acceso

Tarifas UPM

71,25€ Disefio mascaras litografia

Ingeniero de proceso (en caso de tener que modificar el proceso original por un nuevo proceso alternativo)

Sl (precio/hora)
37,50€ Operario (en caso de tener que repetir el proceso) (precio/hora)
Tarifas Externas
95,00€ Disefio mascaras litografia
75,00€ Ingeniero de proceso (en caso de tener que modificar el proceso original por un nuevo proceso alternativo)

(precio/hora)

50,00€ Operario (en caso de tener que repetir el proceso) (precio/hora)


http://www.isom.upm.es/protocolo-de-acceso/

